
/ICTなし 
  ICT付 ＊＊ 

5

5

5

4

3

1

R

C

R C

1

2

3

4

レーザー光源 

Diodeレーザー 
(442nm) 

18mW

100mW

Arレーザー(458, 476,  
488, 496, 514nm) 

200mW

ハイパワーArレーザー(458, 476, 
 488, 496, 514nm)

1mW

HeNeレーザー 
(543nm) 

10mW

DPSSレーザー 
(561nm) 

2mW

HeNeレーザー 
(594nm) 

10mW

HeNeレーザー 
(633nm) 

AOTF

Arレーザー用 
サイレンサー 

×1ポート 

×1ポート 
エミッションアクセス 

FCSアダプター 

FCSユニットへ 

MP-FLIMユニットへ 

D-FLIMユニットへ 

ROIスペクトルメーター ROIスペクトルメーター 
アダプター 

MP-FLIMアダプター 

D-FLIMアダプター 

1ch SP検出器 

2ch SP検出器 

3ch SP検出器 

4ch SP検出器 

5ch SP検出器 

1ch SP FLIM

2ch SP FLIM

各種 
インサート 

スーパーZ 
ガルバノステージ 

電動X-Yステージ 

倒立顕微鏡 
DMI 6000 CS

＜顕微鏡用除震台＞ 

＜顕微鏡用除震台＞ 

正立顕微鏡用 
除震台パッシブ 

正立顕微鏡用 
除震台アクティブ 

倒立顕微鏡用 
除震台パッシブ 

倒立顕微鏡用 
除震台アクティブ 

倒立顕微鏡用 
除震台ボトムポート用 
パッシブ 

・対物レンズ、インキュベーション装置等のアクセサリー類についてはお問い合わせください。 
・FCS、FLIM等の各種オプションについてはお問い合わせください。 

倒立顕微鏡 
DMI 6000 BPCS 
(ボトムポート仕様)

オプティカル 
アウトフィット /ICTなし 

  ICT付 

/ICTなし 
  ICT付 

通常スキャン 

高速スキャン 

タンデム（通常/高速）スキャン 

通常スキャン 

高速スキャン 

タンデム（通常/高速）スキャン 

＜スキャニングシステム＞ 

R

C

R C

＜スキャニングシステム＞ 

UV補正 
レンズ 

レーザーポート 
UV/405nm

AOTF 
UV/405

レーザーポート 
405nm パルス 

正立顕微鏡 
DM5000 CS又は 
DM6000 CS

DMI用 BF検出器 
DMI用 RDC検出器 
DMI用 TLD 1ch検出器 

フィルターキューブ NDD 
2ch DAPI-FITC

フィルターキューブ NDD 
2ch DAPI-TRITCDMI用 TLD 2ch検出器 

DMI用 リキッドライトガイドTLD NDD 2×4 メインモジュール 

DMI用 RLD 1ch検出器 

DMI用 RLD 2ch検出器 

DMI用 リキッドライトガイドRLD

ch1-2 
(RLD または TLD) 
for 2×4

ch3-4 
(RLD または TLD) 
for 2×4

DM用 BF検出器 
DM用 RDC検出器 
DM用 TLD 1ch検出器 

DMI用 リキッドライトガイドRLD

DM用 RLD 1ch検出器 

DM用 RLD 2ch検出器 

DM用 リキッドライトガイドTLD

Diodeパルスレーザー 
(405nm) 

3mW

Diodeレーザー 
(405nm) 

50mW

50mW

UVレーザー 
(351-364nm)     

IRイメージング 
ポート 

IRビームルーティング 
/EOM等 

IRレーザー 
(720-1000nm) 

1W

(各種仕様があります。) 

LCD付 
コントロールパネル 

トリガーユニット 

ワークステーション 

ワークステーションプラス 

コンピュータテーブル 

×2モニタ 

セカンドワークステーション ×1モニタ 

LAS AF 
SP5 ライブデータ 
モード 

LAS AF 
SP5 3D 
ビジュアリゼーション 

LAS AF 
SP5 コロカリ 
ゼーション 

LAS AF 
SP5 デコンボ 
リューション 

LAS AF 
SP5 マイクロラボ 

LAS AF 
SP5 モーション 
スパイ 

LAS AF 
SP5 マクロ 
デベロッパー 

LAS AF 
SP5 バイオ 
マッピング 

LAS AF 
SP5 アドバンスド・ 
マーク＆ファインド 

ダイクロイック 
ミラー仕様 

AOBS仕様 
各種 
インサート 

スーパーZ 
ガルバノステージ 

電動X-Yステージ 

双眼鏡筒 

三眼鏡筒 

オプティカル 
アウトフィット 

A

内部検出器 D1

各種検出器（透過光・反射光・RDC・NDD） D2

SP5ベーシックモジュール用オプション G1

オプション＆アクセサリー G2

SP5ベーシック モジュール B 顕微鏡・除振台・ステージ E ワークステーション＆ソフトウェア Fスキャンタイプ C

2

又は 
 

ン） 

路 

豊富なオプション、アクセサリーの中からニーズに合った仕様をカスタマイズ可能 

システムダイアグラム 
System overview

システムセレクション手順 
　基本システム構成：（１）の順に従い主要アイテムを　システムダイアグラムからそれぞれ選びます。 

　システムダイアグラム（エントリーシステム　　　　　＜E＞の正立顕微鏡又は倒立顕微鏡のどちらかを選んで下さい。） 

（１）システム主要各部の選択 

（2）スキャニング方法の選択（測定目的に適したスキャンタイプを選んで下さい。） （3）システム構成 
ノーマルスキャンタイプ エントリーレベルから2フォトン仕様まで（2）のどの 

スキャニングタイプでもシステムアップ可能です。 高速スキャンタイプ 
タンデム（通常/高速）スキャンタイプ 

高分解能イメージ取得システム 
高速ライブイメージ取得システム 
通常スキャン/高速スキャンのマルチスキャンシステム 

レーザー光源 A SP5ベーシック 
モジュール B スキャンタイプ 

（2）を参照 C 内部検出器 
各種検出器 

D1 顕微鏡・除振台・ 
ステージ 

E ワークステーション 
&ソフトウェア F オプション 

アクセサリー 
G1

D2 G2

1

2

2


